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ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
En su Despacho

De mi consideracion:

La Ley Orgédnica de Educacién Superior en sus articulos 182 y 183 determinan como
atribuciones de la Secretaria de Educaciéon Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovacién, el
disefio, implementacién, administracién y coordinacién del Sistema de Nivelacién y
Admisién.

El articulo 26 del Reglamento del Sistema Nacional de Nivelacion y Admisién determina que:
"las universidades y escuelas politécnicas publicas del pais, en ejercicio de su autonomia
responsable, podran establecer procesos complementarios de admisién". Asi mismo, en los
articulos 28 y 29 regulan las clases de procesos complementarios de admisién, asi como sus
caracteristicas.

El Decreto Presidencial 1074 de fecha 15 de junio del 2020, establece la restriccién en cuanto,
a asociacién, movilidad y transito de las personas en el territorio nacional, debido a la
pandemia COVID-19, en su articulo sexto establece que: “(...) el alcance de la limitacion del
ejercicio del derecho a la libertad de asociacion y reunion se mantendrd respecto de todos los
eventos de afluencia y congregacion masiva a nivel nacional. (...)”.

Mediante resolucién Nro. 2019 — 001, aprobada en la sesién Nro.14 de la Comisién Técnica
de la Subsecretaria de Acceso a la Educacién Superior, se aprobd los lineamientos generales
para la implementacién del proceso complementario de admisién para las universidades y
escuelas politécnicas publicas.

En el marco del proceso de acceso a la educacién superior correspondiente al periodo
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académico segundo semestre 2020, debido a la situacidn sanitaria del pais, y luego de evaluar
la situacién con las diferentes instituciones de educacién superior, se resolvid que para el
proceso de admisién correspondiente al segundo periodo académico 2020, no se aplicardn
procesos complementarios de admisién, con el fin de precautelar la salud y la vida de las y los
aspirantes. El proceso de admisién a nivel nacional seguird las reglas establecidas en el
Reglamento del Sistema Nacional de Nivelacién y Admision.

Con sentimientos de distinguida consideracion.

Atentamente,
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